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１．概要（Summary） 

大面積光学素子の微細構造を高速で転写するにはロ

ーラ成形が有用であり，レーザアシスト法を適用すること

で，高い転写率の成形に成功した． 

 

２．実験（Experimental） 
高速大面積電子線描画装置を用いて Si 基板上に電

子ビームレジストをパターニングし，それを原版に Ni 電鋳

金型を作製した．金型をロールに巻きつけ，ガラスロール

で熱可塑性樹脂PMMAをはさみ，ガラスの裏面からレー

ザを照射する．Ni 電鋳表面を加熱し，照射位置から抜け

ると直ちに冷却される．装置の概要を Fig. 1 に示す．ガル

バノミラーでレーザを往復させ，照射位置でのフォーカス

を均一にするために fθレンズを用いた． 

 

Fig. 1 Scheme of laser-assisted roller imprinting 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

800 nm ピッチの金型を用いて成形した樹脂フィルムの

写真とパターンの走査形電子顕微鏡像を Fig. 2 に示す．

Fig. 3 は，レーザパワーと照射時間の転写速度に与える

影響をプロットしたものである．パワーが高いほど，照射時

間が短いほど，転写速度が高いことが分かった．これは，

熱の入力を最表面に集中させるほど，表面温度の加熱時

間が短くなることを示している． 

 

Fig. 2 Photo of film with replicated 800-nm-pitch 
pattern and SEM image of the replicated pattern 

 

Fig. 3 Effect of laser power and irradiation time 
on replication speed 

４．その他・特記事項（Others） 

科学研究費補助金 基盤研究 A および若手研究 A の

補助を受けた． 
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